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	摘要(中)	薄膜電晶體平面液晶顯示器結構中以彩色濾光片所佔成本最高，也是液晶顯示器能夠全彩化之關鍵零組件。目前彩色濾光片主要是以顏料分散法將紅、藍、綠三原色之彩色光阻液利用旋轉塗佈法將彩色光阻液旋塗於玻璃基板表面。實驗中將測試三種不同的注液方式對液晶顯示器玻璃基板覆膜之影響，並測試旋轉塗佈過程中各種參數對彩色光阻液覆膜之影響。結果得知以移動式注液旋塗玻璃基板；試圖達到減少彩色光阻液使用量是不可行的，因為彩色光阻液的高揮發特性使得連續螺旋狀液膜未擴展時就開始揮發了。實驗結果得知靜置後旋塗比直接注液覆膜所需之彩色光阻液量少，且覆膜所耗費的時間也較短，因此推論靜置後旋塗近似為注液速率很大的旋塗模式，所以靜置後旋塗比直接注液的覆膜效果好。另藉由提升轉速可有效的增加液膜波前擴展速度，如此可增加完整覆膜的可能性。
	關鍵字(中)	
      	  ★ 彩色濾光片
★ 薄膜電晶體平面液晶顯示器
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      	  ★ Color Filter
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★ Pigment Dispersed Color Resist Method
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